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Fig.3:Exampleofpotentialcontoursmodeledin
Ansys















    


















Fig.4:Variationofelectrostaticforcewithproof
massoffset,modelledas(dC/dx)/C2
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         
     
      
    

      
   
        



Fig. 5: Plate geometry for constant electrostatic
forceondisplacingrod


      
      
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          
    
    

       

     

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
       


     
       
       
     

         

       
      
       
     




Fig. 6: Cylinder resting on a conformal
diaphragm, comprising a thin dielectric with the
fixedpatternedelectrodeonitslowersurface
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Fig.7:Peakcapacitanceperunitcylinderlength
vsdeflectionangleθ

      
       

θ
        

       






        
        
      

       
      
 

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Fig. 8: Fabrication process flow for the
electrostaticenergyharvester


   
       
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
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
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Fig.9:Photographofdevicewithsteelproof
mass.Overalldimensionsare≈10x10mm.





Fig.10:Surfaceheightmapobtainedbyoptical
profilometry

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Fig.11:Measuredpulsesindicatingcontactof
movingrollertoopposingpairsofcharging
electrodes.
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